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atmoFlex 1250

Rolle-zu-Rolle Pilotbandbeschichtungsanlage

1,2 m breite Schlitzddlse, beheizbar bis zu 50 °C

Die Lackierung von Kunststofffolien und ande-
ren flexiblen Substraten bzw. deren Material-
modifikation ermdglichen den Einsatz dieser
Materialien in einer Vielzahl von Produkten.
Mit Rolle-zu-Rolle-Anlagen kénnen entspre-
chende Prozesse kostenglinstig und effizient
durchgefihrt werden.

In der Beschichtungsanlage atmoflex 1250
konnen optische und dekorative Funkti-
onsschichten, Kratzschutzschichten und
durch Prageprozesse strukturierte Schichten
aufgebracht werden. Mit einer maximalen
Bahngeschwindigkeit von bis zu 150 m/min

konnen diese Beschichtungen hochproduktiv
hergestellt werden. Weiterhin kdnnen mit der
atmoflex 1250 Bahnmaterialien laminiert bzw.
kaschiert werden.

Der Lackauftrag erfolgt durch eine Schlitzduse
(slot die), um eine homogene Dickenvertei-
lung quer und langs zur Bahnlaufrichtung zu
garantieren. Die Vernetzung des Lackes findet
mittels eines Elektronenstrahlers statt, welcher
auch zur Nachvernetzung und Sterilisation der
Bahnware genutzt werden kann.

Um der Verwendung von vorbeschichteten
Materialien Rechnung zu tragen, wurde die
atmoFlex 1250 mit oberflachenoptimierten
Walzen ausgestattet, die darlber hinaus einen
groBeren Durchmesser im Vergleich zu sonst
Ublichen Walzen aufweisen. Dadurch kénnen
insbesondere vakuumbeschichtete Substrate
sehr belastungsarm prozessiert werden.

Die atmoFlex 1250 ermdglicht dem Fraunhofer
FEP eine geschlossene Prozesskette zur Ent-
wicklung und Pilotproduktion von Mehrfach-
schichtsystemen aus Lack- und Vakuumschich-
ten unter produktions-nahen Bedingungen.

atmoFlex 1250, Ansicht von oben
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Technische Daten

Permeationsbarriereschicht

Permeationsbarriereschicht
aufgebracht durch Vakuumbeschichtung

aufgebracht durch
Vakuumbeschichtung

]
2 SU8000 1.0kV 2.5mmx50.0k LA100(U)

Beschichtungsbreite 1200 mm
Substratbreite 1250 mm
Substratdicke 10 ... 300 pm
max. AuBendurchmesser 500 mm
Bahngeschwindigkeit 1 ... 150 m/min
Elektronenstrahlenergie 90 ... 150 keV

Prozessmodule

= Abwickler mit Schutzfolienhandling

= Corona-Vorbehandlung

= Kontaktreinigung

= Beschichtung mittels Schlitzduse

= Nasslamination

= Vernetzung/Behandlung mittels Elektronenstrahl
= Kaltlamination

= Aufwickler mit Schutzfolienhandling
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Technologien

Schlitzduse/slot die

Lamination

Elektronenstrahlvernetzung
Elektronenstrahlbehandlung
In-line-Vorbehandlung/Kontaktreinigung
optimiertes Handling vakuumbeschichteter
Substrate

Unser Angebot

Entwicklung von Technologien zur
Beschichtung von Kunststofffolien und
anderen flexiblen Materialien
Beschichtungs- und Applikationstests von
strahlenvernetzbaren Lacken fur verschie-
denste Anwendungen (optische und deko-
rative Funktionsschichten, VerschleiBschutz-
schichten, Permeationssperrschichten)
Entwicklung und Test von
Schlusselkomponenten

Bemusterung fir Tests und flr die Markt-
entwicklung, sowie Pilotproduktion
Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit von
Beschichtungsprozessen

© FRAUNHOFER FEP - 3.0 - B13



